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Limpiador en Seco de Plasma

Dispositivo de Tratamiento de Superficie por Plasma

PDC200/210/510

Salida de alta 300W 500W Tamario de 250x170mm
[ICIEG N (PDC200) | (PDC210) la etapa (PDC200/210)

Pequeino y compacto, conveniente para los propdsitos de investigacion y desarrollo

B Caracteristicas

@ Dispositivo de tratamiento de superficies de plasma simple y compacto

® RIE (grabado de iones reactivos), modo de plasma con modo DP
(plasma directo) como opcion

@ Excelente estructura de electrodos para la uniformidad del plasma

SINCE 1889

® Sistema de panel tactil simple de usar

M Aplicaciones

@ Procesamiento de plasma de CSP, BGA, COB substrato

@ Eliminacion de peliculas organicas y peliculas oxidadas metalicas

@ Limpieza en seco de tarjetas de circuitos impresos

@ Proceso de surfactante
@ Ensamblaje LED
® Para R&D
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Modelo

PDC200

PDC210

PDC510

Modo de plasma

RIE (opcion de modo DP)

RIE/DP seleccionable

Estructura del electrodo

Placa plana paralela

Indicador de vacio

Manometro de capacitancia

Salida de alta frecuencia

Max 300W

Max 500W

Frecuencia de oscilacion

13.56MHz Oscilador de cuarzo

Método de ajuste

Ajuste manual en pantalla tactil

Puesta a punto

Automatico

Dispositivo de control

Programable

Pantalla

Panel tactil LCD

Tamafo de la camara

W400 x D250 x H150mm

W500 x D300 x H200mm

Tamafo de etapa

W250 x D170mm

W410 x D210mm

Material de la camara

Aluminio

Gas reactivo

2 (Argon y Oxigeno)

Gas de purga

Nitrégeno o aire seco

Control de flujo de gas de reaccion | Medidor de flujo Medidor de flujo masico

Bomba de vacio (opicional) ~345L/min. ~500L/min.

DImension externa W540 x D600 x H600mm W540 x D600 x H600mm W700 x D700 x H700mm
Peso ~100kg ~105kg ~180kg

Fuente de alimentacion

Monofasico AC100V 50/60Hz 15A

Trifasico AC200V~AC240V 50/60Hz
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Limpiador en Seco de Plasma

Limpiador de Plasma Multietapa

PDC610G

Salida de alta m Tamano de
frecuencia la etapa

250 x 220 mm

1-etapa, 2-etapas, 3-etapas seleccionable

) Estandar Ima

Limpiador de plasma compacto con modelos seleccionables de RI/DP y electrodos conmutables
(etapas 1 a 3) que cubren una amplia gama de aplicaciones. Certificados por FCC y CE

Especificaciones

B Caracteristicas

@ Potencia méaxima de 600W con paquete compacto

@ Los electrodos se pueden conmutar entre etapas 1, 2y 3
@ Admite el procesamiento de un cargador vertical

@ Seleccion de modos RIE / DP

@ Soporta un registro de datos integrado (opcional)

® Funcién de memoria de punto de coincidencia (opcional)
® Cumple con las normas FCC

W Aplicaciones

@ Mejora la adhesividad de diversos materiales y la reformacion de la superficie

@ Proceso de calcinacion y de grabado ligero

@ Pretratamiento de la junta de la placa aplicada, del paquete plastico y
de la galvanoplastia del tablero de la impresién

® Procesamiento de productos comerciales relacionados con LED

® Limpieza de piezas electrénicas

@ Resistencia al pelado o eliminaciéon de residuos después del proceso
de humectacion

® Limpieza de piezas de precision incluyendo optica y fibras dpticas, o
partes de maquinas

® Reforma de la superficie de la resina incluyendo resina fluorada

Camara

Modelo

PDC610G

Modo de plasma

RIE/DP

Estructura del electrodo

Placas planas paralelas independientes de 3 etapas

Indicador de vacio

Manometro de capacitancia

Salida de alta frecuencia

Max 600W

Frecuencia de oscilacion

13.56MHz Oscilador de cuarzo

Método de ajuste

Ajuste manual en pantalla tactil

Puesta a punto

Automatico

Dispositivo de control

Secuenciador

Pantalla

Panel tactil LCD

Tamafo de la camara

W350 x D270 x H300 mm

Tamafio de etapa

W250 x D220mm 3 etapas

Material de la camara

Aluminio

Gas reactivo

2 (Argon y Oxigeno)

Gas de purga

Nitrégeno o aire seco

Bomba de vacio

Bomba de vacio rotativa (aprox. 345 L / min)

DImension externa

W600 x D722 x H700 mm

Material exterior

Acero inoxidable

Fuente de Trifasico AC200V ~ AC230V 50/60 Hz 15A (bomba de
alimentacion vacio incluida)
Estandar FCC/CE
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Compacto, con Tambor Pequefio y Dispositivo de Calcinacion de Baja Temperatura

PR200/300/301

S lida de alt: 200W 300W Ca d 100 x 160 1
@ S0 ey ) (o
Amplia gama de aplicaciones de intermitente,

aguafuerte, secado, limpieza, etc.

I I Reactor de Plasma

264 x 160mm x 3
(PR300)

2118 x 160mm x 1
(PR301)

M Caracteristicas

® Tambor de isotropia

® Disefio compacto que permite ahorrar espacio

® Capaz de eliminar la materia organica recubierta

® RF ajustable adecuado para diversas aplicaciones

® Operabilidad y seguridad excepcionales

® Puede ajustarse para una amplia gama de condiciones de salida
para manejar una variedad de muestras de prueba

W Aplicaciones

@ La funcionalizacion de la superficie del material polimérico mejora
la adherencia PR200

® La reaccion de oxidacion genera grupos funcionales -OH, >C=0,
-COOH en la superficie (impactara una cantidad muy pequefia de
agua y diéxido de carbono)

® En plasma de nitrégeno, se incorpora un atomo de nitrégeno sobre
la superficie para genera un grupo funcional -NH,

® Resistencia al pelado

® Modificacién superficial de materiales (metales, polimeros,
peliculas, ceramicas, etc.)

@ Pre-procesamiento de asbesto (calcinacion filtro de membrana)

® Calcinacién a baja temperatura (material polimérico, carbon,
alimentos, etc.)

@ Vinculacion de chips PDMS a vidrio y sustrato PDMS

® Produccion de semiconductores y trabajos de andlisis

Ml Especificaciones

Modelo PR200 | PR300 PR301
Modo de plasma Plasma directo (DP)
Salida de alta frecuencia Max. 200W [ Max. 300W
Frecuencia de oscilacion 13.56MHz
Puesta a punto Automatico Manual biaxial
Camara de reaccién Vidrio Pyrex, 2100 x 160mm x 1 camara | Vidrio Pyrex, 64x160mmx3 camaras { Vidrio Pyrex, 2118x160mm x 1 camara
Gas de reaccion 1 medidor de flujo del sistema (oxigeno)
Sistema de control Valvula de fuga manual Reduccién automatica de la presion, valvula de escape automatica
Material de tuberias Acero inoxidable, Teflon Acero inoxidable, teflon, cobre y laton Acero inoxidable, Teflon
Dimensiones externas (WxDxH) | 350x400x500mm 438%520x556mm 438%520%630mm
Peso ~25kg ~36kg ~34kg
Fuente de alimentacion (50/60Hz) | AC100V AC100V~AC240V
Accesorios incluidos Plato de muestra Plato de muestra, soporte, estante

El equipo de plasma tiene una amplia gama de aplicaciones de calcinacion, grabado, limpieza en seco, etc
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Diagrama de flujo de la operacion
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El equipo de plasma tiene una amplia
gama de aplicaciones de calcinacion,
grabado, limpieza en seco, etc
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Reactor de Plasma

Compacto, con Tambor Pequefio y Dispositivo de Incineracién de Baja Temperatura

PR500/510

Salida de alta m W
frecuencia reaccion

Disenado con camara grande de cuarzo resistente contra la mayoria de los procesos de plasma

SINCE 188

PR500

B Caracteristicas

SINCE 1889

@ Disefio compacto que permite ahorrar espacio con una seccién de
oscilacion integrada en una parte de la camara

® Funcionamiento y seguridad excepcionales con el sistema de
puesta a punto automatico como componente estandar

@ Equipado con una gran camara de cuarzo (g215mm) que puede
procesar grandes muestras de prueba

B Aplicaciones
@ Eliminacion de fotorresistencia

@ Limpieza de piezas
@ Tratamiento con surfactante
@ Micro pulido

@ Corresponde a la oblea y al sustrato de vidrio

Hl Especificaciones

Modelo

PR500 (medidor de flujo)

PR510 (medidor de flujo masico)

Método Camara tipo tambor de plasma directo
Salida de alta frecuencia Max. 500W

Frecuencia de oscilaciéon 13.56MHz

Puesta a punto Automatico

Camara de reaccion

Hecho de cuarzo, 8215%x305mm

Gas de reaccion

Sistema dual (O2 / CF4)

Sistema de control Manual [ Panel tactil automatico
Material de tuberias Acero inoxidable, teflon

Dimensiones externas (WxDxHmm) 438x520%760 520x630x760

Peso ~60kg ~60kg

Fuente de alimentacion (50/60Hz)

AC100V~AC240V

AC100V~AC240V

Accesorios estandar

Cable de conexion: 1 juego completo
Grasa de vacio: 1 unid

Junta torica para la camara de reaccion: 1 unid

Accesorios incluidos

Capacidad para wafers (2,3,4,5,6 polegadas)

Plataforma en angulo para uso general
Tunel para grabado
Suporte
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Diagrama de Flujo de la Operacion Panel de control

Interruptor Interruptor de [ Pre- ] [ ]
encendido ON>lla bomba ON|™>\_descompresisn /> \Evacuacion

Reaccion
| ® | )

Interruptor
principalON

Interruptor de| ¢ '. Interruptor de ¢ Interruptor de gas ON
salida OFF salida ON Valvula de gas OPEN
Gas de purga
|

Interruptor de gas ON Interruptor de Presion ] Detener gas .

Vélvula de gas CLOSE > la bomba OFF| normal de purga ->|filliElizacicn
Camara
Sistema de tuberias (PR500/510) e TRE—
4 Flow meter ,x pr =
with needle valve CF. [\/ \S)

(10~100cc/min.)

Valve

CF.

i Flow meter x -
High frequenc . o Ie
Su?)ply e?ectrot)jle with needle valve O. v S) _—
(30~300cc/min.) | > 4 I
> .
Valve
s Vacuum =]
D gauge = L‘ 7<) Main 4
A \S/ valve I /
2 Bl . Vacuum
_ . 1 pump
AN e
Bypass
capillary Purge
~ Auto-tuning | High frequency AC. \L kl | gas
unit i power Power supply v:l?/e o
: Optional Accessories
Incineracion

Camara de gran calibre de 215mm

The gas plasma equipment has a wide
Y range of applications from ashing,
etching, dry cleaning, etc.
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